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【はじめに】 ラジアル偏光ビームは微細構造と組み合わ

せることで超集束を生じることが知られている[1]．

我々は，メタサーフェスを用いてラジアル偏光ビームを

生成する直径 10m 程度の微小なラジアル偏光子を提

案した[2]．しかし，このような微小なラジアル偏光の

偏光・位相分布を測定する手法は確立されていない． 

そこで本報告では試料近傍において 2 成分の偏光そ

れぞれの光強度と位相を測定できる光プローブ顕微鏡

を提案する． 

【測定光学系の概要】 測定光学系の概要を図 1 に示す．

ヘテロダイン干渉計，偏光ビームスプリッタと光電子増

倍管で構成される．ヘテロダイン干渉計には試料，開口

付きカンチレバープローブ（開口径 90 nm）および位相

変調器を設置する．干渉光を偏光ビームスプリッタで x，

y 偏光成分に分離し，光電子増倍管(H5773-01, 浜松ホト

ニクス)で光強度を測定する．参照光の位相変調で生じ

る干渉光の強度変化から絶対位相が得られる． 

【偏光・位相測定】 提案した計測器にて，ガラス基板と基

板上に製作した幅 50 m の金ナノフィン波長板[3]を測

定した．測定結果を図 2 に示す．各グラフにおいて，参

照光のみの場合を破線，干渉光ありの場合を実線で示す．

2 成分の偏光の相対位相が 24から 119に変化している．

このことから，本計測器は幅 50m 以下の領域で生じる

偏光状態変化を測定できることが示された． 
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Fig. 1 Schematic drawing of measurement 
setup for phase- and polarization-resolved 
scanning probe optical microscope 
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Fig. 2 Measured x and y polarization 
intensity as a function of reference phase. (a) 
With glass substrate. (b) Micro optical 
retarder. 
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